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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空チャンバ（１１０）内で材料を基板上に堆積するための材料源アレンジメント（１
００）であって、
　分配管（１０６）であって、前記分配管（１０６）が前記材料を前記分配管に供給する
材料源（１０２）と流体連通し、前記材料源（１０２）が蒸発るつぼであり、前記蒸発る
つぼ及び前記分配管（１０６）が共に回転可能であるように装着されている、分配管（１
０６）と、
　前記分配管（１０６）内に供給された前記材料を前記真空チャンバ（１１０）に導くよ
うに構成された少なくとも１つのノズル（７１２、２００）であって、前記ノズル（７１
２、２００）を、繰り返し、前記分配管（１０６）に接続して前記分配管（１０６）から
外すためのねじ山（２０４）を備えているノズル（７１２、２００）と
を備えている材料源アレンジメント（１００）。
【請求項２】
　前記ノズル（７１２、２００）が、外ねじ山を備えており、前記分配管（１０６）が、
前記ノズル（７１２、２００）を繰り返し交換するための内ねじ山を備えている、請求項
１に記載の材料源アレンジメント。
【請求項３】
　前記分配管（１０６）が、１つ又は複数の排出口（１０７）を備えた線形の蒸気分配シ
ャワーヘッドである、請求項１又は２に記載の材料源アレンジメント。



(2) JP 6488397 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記分配管（１０６）が、前記分配管の長さ方向とは異なる方向で、前記分配管（１０
６）内の前記材料を放出するための１つ又は複数の排出口を備えている、請求項１から３
のいずれか一項に記載の材料源アレンジメント。
【請求項５】
　１つのノズル（７１２、２００）が、前記分配管（１０６）の各排出口（１０７）にお
いて設けられる、請求項３又は４に記載の材料源アレンジメント。
【請求項６】
　放出される材料のプルームの種々のコサイン指数をもたらす種々の内径及び種々の設計
のうちの少なくとも１つをそれぞれ有する一組のノズルをさらに備えており、各ノズル（
７１２、２００）が、前記分配管（１０６）に交換可能に接続可能であるようにねじ山（
２０４）を有している、請求項１から５のいずれか一項に記載の材料源アレンジメント。
【請求項７】
　前記ノズル（７１２、２００）が、２１Ｗ／ｍＫよりも大きな熱伝導率値を有するノズ
ル材料を含む材料を含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の材料源アレンジメント
。
【請求項８】
　前記分配管が、実質的に垂直に延在する、請求項１から７のいずれか一項に記載の材料
源アレンジメント。
【請求項９】
　材料を基板（１２１）上に堆積するための堆積装置であって、
　真空チャンバ（１１０）と、
　請求項１から８のいずれか一項に記載の材料源アレンジメント（１００）と
を備えている堆積装置。
【請求項１０】
　２つ以上の材料源（１０２）と、
　２つ以上の分配管（１０６）であって、前記２つ以上の分配管のうちの第１の分配管が
、前記２つ以上の材料源のうちの第１の材料源と流体連通しており、前記２つ以上の分配
管のうちの第２の分配管が、前記２つ以上の材料源のうちの第２の材料源と流体連通して
いる、２つ以上の分配管（１０６）と
を備えている、請求項９に記載の堆積装置。
【請求項１１】
　前記ノズル（７１２、２００）が、外ねじ山を備え、前記分配管（１０６）が、前記ノ
ズル（７１２、２００）を、繰り返し、前記分配管（１０６）に接続して前記分配管（１
０６）から外すための内ねじ山を備えており、且つ
　前記材料源アレンジメント（１００）の前記ノズル（７１２、２００）が、前記真空チ
ャンバ（１１０）内で、蒸発した材料を基板（１２１）に向けて方向付けるように配置さ
れている、請求項９又は１０に記載の堆積装置。
【請求項１２】
　前記ノズル（７１２、２００）が、５ｍｍから１５ｍｍの間の外径を有する、請求項９
から１１のいずれか一項に記載の堆積装置。
【請求項１３】
　材料源アレンジメント（１００）のための分配管（１０６）及びノズル（７１２、２０
０）を設ける方法であって、
　真空チャンバ（１１０）内で基板（１２１）上に堆積される材料を蒸発させるための材
料源（１０２）を設けることと、
　前記材料源（１０２）と分配管（１０６）との間の流体連通を可能にするために、前記
分配管（１０６）を前記材料源（１０２）に接続することであって、前記材料源（１０２
）が蒸発るつぼであり、前記蒸発るつぼ及び前記分配管（１０６）が共に回転可能である
ように装着されている、接続することと、
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　前記真空チャンバ（１１０）内で、蒸発した材料を基板（１２１）に導くための第１の
ノズル（７１２、２００）を前記分配管（１０６）に螺合させることと
を含む方法。
【請求項１４】
　一組のノズルから第２のノズルを選び、前記第１のノズルを前記第２のノズルと螺合に
よって交換することをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、材料源アレンジメント、材料源アレンジメントを有する堆積装置、
及び材料源アレンジメントのための分配管を設ける方法に関する。本発明の実施形態は、
具体的には、真空堆積チャンバのための材料源アレンジメント、材料源アレンジメントを
有する真空堆積装置、及び真空堆積チャンバ内で材料源アレンジメントのための分配管を
設ける方法に関し、特に、材料源、堆積装置、及び蒸発プロセスのための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機蒸発器は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の製造のためのツールである。ＯＬＥ
Ｄは、特殊な発光ダイオードであり、その中で発光層がある有機化合物の薄膜を含んでい
る。有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、情報を表示するためのテレビ画面、コンピュー
タモニタ、携帯電話、その他の携帯型デバイスなどの製造時に使用される。ＯＬＥＤは、
一般的な空間照明にも使用することができる。ＯＬＥＤピクセルが直接発光し、バックラ
イトを必要としないので、ＯＬＥＤディスプレイで可能な色、輝度、及び視野角の範囲は
、従来のＬＣＤディスプレイの範囲よりも広い。したがって、ＯＬＥＤディスプレイのエ
ネルギー消費は、従来のＬＣＤディスプレイのエネルギー消費よりもかなり少ない。さら
に、ＯＬＥＤをフレキシブル基板上で製造することができるので、さらに用途が広がる。
例えば、典型的なＯＬＥＤディスプレイは、個々に通電可能なピクセルを有するマトリク
スディスプレイパネルを形成するように、すべて基板上に堆積される、２つの電極の間に
配置された有機材料の層を含み得る。ＯＬＥＤは、一般的に、２つのガラスパネルの間に
置かれ、ＯＬＥＤをその中に封入するためにガラスパネルの端部が密閉される。　
【０００３】
　このようなディスプレイデバイスを製造する際には、多くの課題に遭遇することになる
。ＯＬＥＤディスプレイ又はＯＬＥＤ照明アプリケーションは、例えば、真空の中で蒸発
する、幾つかの有機材料のスタックを含む。有機材料は、シャドーマスクを通して、続け
て堆積される。ＯＬＥＤスタックを効率良く製造するためには、混合層／ドープ層が生じ
るように、２つ以上の材料（例えば、ホスト及びドーパント）を共堆積又は共蒸発するこ
とが望ましい。さらに、非常に繊細な有機材料の蒸発には、幾つかの条件があることを考
慮しなければならない。　
【０００４】
　蒸発した材料が堆積される基板の種々のサイズ、及び堆積される種々の材料は、ＯＬＥ
Ｄの製造プロセスをさらに複雑で時間のかかるものとし、結果的に費用がかかる。例えば
、種々の材料及び種々の基板サイズに対する蒸発材料の分配戦略は、ケースバイケースで
変化する。　
【０００５】
　以上を考慮して、本明細書に記載された実施形態の目的は、材料源アレンジメント、材
料源アレンジメントを有する堆積装置、材料源アレンジメントのためのノズル、及び当技
術分野の問題の少なくとも幾つかを克服する材料源アレンジメントのための分配管を設け
る方法を提供することである。　
【発明の概要】
【０００６】
上記を踏まえ、独立請求項に係る、材料源アレンジメント、堆積装置、及び材料源アレン
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ジメントのための分配管を設ける方法が提供される。本発明のさらなる態様、利点、及び
特徴は、従属請求項、明細書、及び添付の図面から明らかである。
【０００７】
　一実施形態によれば、真空堆積チャンバ内で材料を基板上に堆積するための材料源アレ
ンジメントが提供される。材料源アレンジメントは、材料を分配管に供給する材料源と流
体連通するように構成された分配管を含む。さらに、材料源アレンジメントは、分配管内
に供給された材料を真空堆積チャンバに導くように構成された少なくとも１つのノズルを
含む。ノズルは、ノズルを、繰り返し、分配管に接続して分配管から外すためのねじ山を
含む。
【０００８】
　別の実施形態によれば、材料を基板上に堆積させるための堆積装置が提供される。堆積
装置は、真空チャンバと、真空チャンバ内で基板上に堆積される材料を供給するための材
料源とを含む。堆積装置は、本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメント
をさらに含む。　
【０００９】
　さらなる実施形態によれば、真空堆積チャンバ内で材料を基板上に堆積するための分配
管のためのノズルが提供される。ノズルは、真空堆積装置内で、蒸発した材料を導くよう
に構成される。ノズルは、蒸発した材料を真空堆積チャンバの中へと方向付ける方向付け
部と、ノズルを分配管に交換可能に接続するためのねじ山を備えた接続部とを含む。　
【００１０】
　さらなる実施形態によると、材料源アレンジメントのための分配管及びノズルを設ける
方法が提供される。この方法は、真空堆積チャンバ内で基板上に堆積される材料を蒸発さ
せるための材料源を設けることと、材料源と分配管との間の流体連通を可能にするために
、分配管を材料源に接続することと、真空堆積チャンバ内で、蒸発した材料を基板に導く
ための第１のノズルを分配管に螺合させることとを含む。　
【００１１】
　実施形態は、開示された方法を実行する装置も対象としており、記載された各方法ステ
ップを実行する装置部分を含む。これらの方法ステップは、ハードウェア構成要素、適切
なソフトウェアによってプログラミングされたコンピュータ、これらの２つの任意の組合
せ、或いは任意の他の方法で実行され得る。さらに、本発明に係る実施形態は、記載され
た装置を操作する方法も対象とする。それは、装置のあらゆる機能を実施するための方法
ステップを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の上記の特徴を詳細に理解することができるよう、実施形態を参照することによ
って、上記で簡潔に概説した本発明のより詳細な説明を得ることができる。添付の図面は
本発明の実施形態に関し、これらの図面について以下に説明する。　
【図１ａ－１ｃ】本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメントの概略図を
示す。
【図２ａ－２ｃ】本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメントのためのノ
ズルの概略図を示す。
【図３ａ－３ｂ】本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメントのための分
配管の概略断面図を示す。
【図４】本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメントを有する堆積装置の
概略図を示す。
【図５】本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメントのための分配管及び
ノズルを設ける方法のフロー図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　これより、様々な実施形態を詳細に参照し、それらの１つ又は複数の実施例が図面に示
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される。図面についての以下の説明の中で、同じ参照番号は、同じ構成要素を表している
。概して、個々の実施形態に関する相違のみが説明される。各実施例は、説明のために提
供されており、さらなる実施形態又はその他の実施形態の限定は意図されていない。さら
に、一実施形態の一部として図示且つ説明される特徴は、他の実施形態で用いてもよく、
或いは、他の実施形態と併用してもよい。それにより、さらに別の実施形態が生み出され
る。本記載には、このような修正例及び変形例が含まれることが意図されている。　　
【００１４】
　さらに、以下の説明においては、材料源は、基板上に堆積される材料を供給する源であ
ると理解してもよい。具体的には、材料源は、真空堆積チャンバ又は装置のような真空チ
ャンバ内で、堆積される材料を基板上に供給するように構成され得る。幾つかの実施形態
によると、材料源は、堆積される材料を蒸発させるように構成されることにより、堆積さ
れる材料を基板上に供給することができる。例えば、材料源は、基板上に堆積される材料
を蒸発させる蒸発器又はるつぼを含み得、具体的には、蒸発した材料を基板に向かう方向
又は材料源の分配管の中へと放出する。幾つかの実施形態では、蒸発器は、例えば、蒸発
した材料を分配するために、材料源の分配管と流体連通し得る。　
【００１５】
　本明細書に記載された幾つかの実施形態によると、分配管は、蒸発した材料を導き且つ
分配する管であると理解してもよい。具体的には、分配管は、蒸発器からの蒸発した材料
を分配管内の排出口又は開口部に導くことができる。線形の分配管とは、第１の方向、特
に長手方向に延在する管であると理解してもよい。幾つかの実施形態では、線形の分配管
は、シリンダの形状を有する管を含んでおり、シリンダは、円形の底部形状又は任意の他
の適切な底部形状をもち得る。
【００１６】
　本明細書で使用される「流体連通」という用語は、流体連通している２つの要素が、接
続を介して流体を交換することができ、それにより、２つの要素間の流体の流れが可能と
なることと理解してもよい。一実施例では、流体連通している要素とは、流体が流通し得
る中空構造体を含み得る。幾つかの実施形態によると、流体連通している要素のうちの少
なくとも１つは、管のような要素であり得る。
【００１７】
　本明細書に記載されたノズルは、流体を導くデバイス、特に、流体の方向又は特徴（ノ
ズルから出る流体の流量、速度、形状、及び／又は圧力）を制御するデバイスであると理
解してもよい。本明細書に記載された幾つかの実施形態によると、ノズルは、蒸気（例え
ば、基板上に堆積される蒸発材料の蒸気）を導くか、又は方向付けるデバイスであり得る
。ノズルは、流体を受け入れるための注入口と、ノズルを通して流体を導くための開口部
（例えば、ボア又は通路）と、流体を放出するための排出口とを有し得る。典型的に、ノ
ズルの開口部又は通路は、ノズルを通して流れる流体の所望の方向又は特徴を達成するた
めの、規定された形状を含み得る。幾つかの実施形態によると、ノズルは、蒸発した材料
を供給する分配管に接続されてもよく、且つ分配管からの蒸発した材料を受け入れること
ができる。　　　
【００１８】
　図１ａー１ｃは、本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメント１００示
す。材料源は、図１ａで示されているように、分配管１０６と、蒸発器として蒸発るつぼ
１０４とを含み得る。分配管１０６は、るつぼ１０４によってもたらされる蒸発した材料
を分配するために、るつぼと流体連通し得る。分配管は、例えば、加熱ユニット７１５を
有する細長い立方体であり得る。蒸発るつぼは、加熱ユニット７２５で有機材料が蒸発さ
れるリザーバであり得る。本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る典型的な
実施形態によれば、分配管１０６は、線源を設ける。分配管及びるつぼは、以下でより詳
しく説明される。本明細書に記載された幾つかの実施形態によると、材料源アレンジメン
ト１００は、蒸発した材料を基板に向けて放出する複数のノズル（例えば、少なくとも１
つの線に沿って配置されるノズル）をさらに含む。
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【００１９】
　本明細書に記載された実施形態によれば、真空堆積チャンバ内で材料を基板上に堆積す
るための材料源アレンジメントが提供される。材料源アレンジメントは、材料を分配管に
供給する材料源と流体連通するように構成された分配管を含む。本明細書に記載された実
施形態に係る材料源アレンジメントは、分配管内に供給された材料を真空堆積チャンバに
導くように構成された少なくとも１つのノズルをさらに含む。ノズルは、ノズルを、繰り
返し、分配管に接続して分配管から外すためのねじ山を含む。　
【００２０】
　本明細書に記載された幾つかの実施形態では、分配管に接続するためのねじ山を有する
ノズルは、内ねじ山及び／又は外ねじ山を有し得る。この内ねじ山及び／又は外ねじ山は
、具体的には、分配管又はノズルを破壊せずにノズルを分配管に繰り返し接続可能にする
ためにある。例えば、規定された特徴を有する第１のノズルは、第１のプロセスのために
分配管に接続され得る。第１のプロセスが完了した後に第１のノズルを外してもよく、第
２のプロセスのために第２のノズルが分配管に接続され得る。第１のプロセスを再度実行
する場合、第２のノズルを分配管から外してもよく、第１のプロセスを実行するために第
１のノズルを再度分配管に接続してもよい。幾つかの実施形態によると、分配管もノズル
を分配管に交換可能に接続するためのねじ山を備え得る。これは、例えば、分配管のねじ
山をノズルのねじ山に適合させることにより実現される。
【００２１】
　図２ａから図２ｃは、本明細書に記載された実施形態に係るノズルの実施形態を示す。
本明細書に記載された実施形態によると、ノズルは、蒸発した材料をコーティングされる
基板へと導く方向付け部を含み得る。例えば、ノズルから放出される蒸気のプルームの所
望の形状及び強度を形成するように、方向付け部は形成及び設計され得る。図２ａから図
２ｃは、本明細書に記載された実施形態に係るノズル２００を示す。ノズル２００は、方
向付け部２０１と、図１ａから図１ｃに関連して説明された分配管のような分配管にノズ
ルを交換可能に接続するための接続部２０２とを含む。ノズル２００は、蒸発した材料を
ノズルを通して導くための開口部２０３（又は通路、又はボア）を含む。幾つかの実施形
態によると、開口部（特に通路の内側）は、ノズルの方向付け部として表され得る。幾つ
かの実施形態によると、ノズルの外側は、ノズルの接続部として表され得る。幾つかの実
施形態では、ノズルの接続部は、ノズルの方向付け部の材料とは異なる材料から作成され
得る。　　　　
【００２２】
　本明細書に記載された実施形態によると、ノズルの接続部は、ノズルを材料源アレンジ
メントの分配管に螺合させるように構成され得る。例えば、ノズルの接続部は、図２ａか
ら図２ｃで例示されたねじ山領域２０４を含み得る。本明細書に記載された幾つかの実施
形態では、ノズルは外ねじ山を含み得る。本明細書に記載された幾つかの実施形態に係る
材料源の分配管は、ノズルを分配管に接続するための内ねじ山を含み得る。当業者であれ
ば、別の実施形態では、ノズルが内ねじ山を含み得、分配管が外ねじ山を含み得ることを
理解されよう。幾つかの実施形態によると、ノズル又はノズルのねじ山は、典型的には、
約５ｍｍから約１５ｍｍの間、より典型的には、６ｍｍから１２ｍｍの間、さらにより典
型的には、８ｍｍから１０ｍｍの間の外径を有し得る。
【００２３】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、材料
源アレンジメントは、蒸発した材料のための排出口を形成するように、分配管に（特に繰
り返し）螺合可能である一組のノズルを含み得る。幾つかの実施形態では、一組のノズル
の各ノズルは、種々の内径、種々の長さ対内径の比率、種々の通路の設計（圧力段階、コ
リメータ構造、ステップ、傾斜などを含む形状寸法）、蒸発した材料の形成されたプルー
ムの種々の形状から生じた種々の設計、ノズルが形成された種々の材料等のうちの少なく
とも１つを有し得る。幾つかの実施形態では、ノズルは、群で配置されており、１つの群
のノズルは、同じ特性（例えば、同じ内径、同じ長さ対内径の比率、同じ通路の設計）を
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有しており、異なる群同士の特性は互いに異なる。幾つかの実施形態によると、一組のノ
ズルの各ノズル、或いは、ノズルの各群は、同じねじ山、すなわち、同じねじ山サイズを
有する。一組のノズルの各ノズル、或いは、ノズルの各群は、繰り返し同じ分配管に接続
され得る。　
【００２４】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、本明
細書に記載されたノズルは、チタンから作製されてもよく、又は、チタンを含み得る。幾
つかの実施形態によると、ノズルは、チタンの熱伝導率値よりも高い熱伝導率値を有する
材料を含み得る（例えば、材料は、２１Ｗ／ｍＫよりも高い熱伝導率を有し得る）。例え
ば、本明細書に記載された実施形態に係るノズルは、Ｃｕ、Ｔｙ、Ｎｂ、Ｔｉ、ＤＬＣ、
及び黒鉛からなる群のうちの少なくとも１つの材料を含み得る。本明細書に記載された他
の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態では、ノズルの開口部又は通路は、Ｃｕ、
Ｔｙ、Ｎｂ、Ｔｉ、ＤＬＣ、及び黒鉛でコーティングされ得る。本明細書に記載された実
施形態によると、上述の材料特徴又は上述の材料を含むノズルは、ノズル内での蒸発した
材料の凝縮を回避することができる。例えば、材料源及び分配管が加熱されている状態で
は、ノズルは、ヒートシンクであるとみなしてもよい。なぜなら、ノズルは、十分な方法
で所望の温度（例えば、蒸発温度よりも１０℃から１５℃高い温度）に保持するのに適切
ではない形状寸法を有し得るからである。一実施例では、ノズルは、分配管ほど加熱され
ない。本明細書に記載された実施形態で表される材料は、凝縮材による基板の凝縮及び汚
染を回避するような温度にノズルを保つのに役立ち得る。　
【００２５】
　本明細書に記載された幾つかの実施形態によると、ノズルの開口部又は通路を通して、
蒸発した材料が、蒸発プロセス中に流れ、コーティングされる基板に達するが、ノズルの
開口部又は通路は、典型的に、約１ｍｍから約１０ｍｍ、より典型的には、約１ｍｍから
約６ｍｍ、さらにより典型的には、２ｍｍから約５ｍｍのサイズを有し得る。幾つかの実
施形態によると、通路又は開口部のサイズとは、断面の最小寸法、例えば、通路又は開口
部の直径のことを指す場合がある。一実施形態では、開口部又は通路のサイズは、ノズル
の排出口で測定される。本明細書に記載された幾つかの実施形態によると、開口部又は通
路は、許容範囲Ｈ７内で製造され得る（例えば、約１０μｍから約１８μｍの許容値内で
製造される）。　　
【００２６】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、本明
細書に記載されたノズルは、ｃｏｓｎのような形状のプロファイルを有するプルームを形
成するように設計され得る。ここで、ｎは具体的には４より大きい。一実施例では、ノズ
ルは、ｃｏｓ６のような形状のプロファイルを有するプルームを形成するように設計され
る。蒸発した材料のｃｏｓ６形状のプルームを実現するノズルは、狭い形状のプルームが
望まれる場合に役立ち得る。例えば、開口部が小さい（約５０μｍ以下（２０μｍなど）
のサイズを有する開口部など）基板用マスクを含む堆積プロセスは、狭いｃｏｓ６形状の
プルームから恩恵を受ける場合があり、蒸発した材料のプルームは、マスクの上で広がら
ず、マスクの開口部を通過するため、材料の利用度が増加し得る。幾つかの実施形態によ
ると、ノズルは、ノズルの長さとノズルの通路のサイズとの関係が規定された関係に留ま
るように、例えば、２：１以上の比率を有するように設計され得る。追加の又は代替の実
施形態によれば、所望のプルーム形状を達成するために、ノズルの通路は、ステップ、傾
斜、１つ又は複数のコリメータ構造、及び／又は圧力段階を含み得る。　　　　
【００２７】
　図３ａ及び３ｂは、本明細書に記載された実施形態に係る、材料源アレンジメントのた
めの分配管１０６の実施形態の断面図を示す。幾つかの実施形態では、分配管は、例えば
、ねじ山を設けることにより、分配管にノズルを交換可能に接続することを可能にする接
続領域を有し得る。図３ａは、実施形態に従って、ノズルを分配管１０６に接続すること
を可能にする接続領域を設ける開口部１０７を有する分配管を示す。例えば、開口部１０
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７は、壁１０９にねじ山を有するように設けられ得る。図３ｂは、分配管のねじ山領域を
設けるための、開口部１０７の周りの延長部１０８を有する分配管１０６の実施形態を示
す。　
【００２８】
　図１ａから１ｃに戻ると、　図１ａから１ｃは、本明細書の実施形態に係る、上述のノ
ズルが使用され得る材料源アレンジメントを示す。本明細書に記載された他の実施形態と
組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、分配管のノズルは、蒸発した材料を分配管の
長さ方向とは異なる方向（分配管の長さ方向と実質的に垂直な方向など）に放出するよう
に適合され得る。幾つかの実施形態によると、ノズルは、水平方向に対して＋／－２０°
の主要蒸発方向を有するよう配置される。幾つかの特定の実施形態によれば、蒸発方向は
、僅かに上方に（例えば、３°から７°上方になど、水平から１５°までの範囲で上方に
）配向されてもよい。同様に、蒸発方向に対して実質的に垂直となるように基板を僅かに
傾斜させてもよい。これにより、望ましくない粒子発生を低減させることができる。しか
しながら、本明細書に記載された実施形態に係る、ノズル及び材料源アレンジメントは、
水平に配向された基板上に材料を堆積するよう構成された堆積装置においても使用され得
る。　
【００２９】
　一実施例では、分配管１０６の長さは、少なくとも、堆積装置内の堆積される基板の高
さに対応する。多くの場合に、分配管１０６の長さは、堆積される基板の高さよりも、少
なくとも１０％又はさらに２０％長いことがあろう。これにより、基板の上端及び／又は
基板の下端において均一な堆積がもたらされ得る。
【００３０】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、分配
管の長さは、１．３ｍ以上、例えば、２．５ｍ以上であり得る。一構成によれば、図１ａ
に示されるように、蒸発るつぼ１０４は、分配管１０６の下端に設けられる。有機材料は
、蒸発るつぼ１０４の中で蒸発する。有機材料の蒸気は、分配管１０６の底部で分配管に
入り、分配管の複数のノズルを通って、例えば、実質的に垂直な基板に向かって、実質的
に側方に導かれる。
【００３１】
　図１ｂは、分配管１０６が蒸発るつぼ１０４に接続されている状態の蒸発源の一部の拡
大概略図を示す。蒸発るつぼ１０４と分配管１０６との間の接続を設けるように構成され
たフランジユニット７０３が設けられる。例えば、蒸発るつぼと分配管は、例えば、材料
源を動作させるためにフランジユニットにおいて分離及び接続又は組み立てすることがで
きる別々のユニットとして設けられる。
【００３２】
　分配管１０６は、内部空洞７１０を有する。分配管を加熱するように加熱ユニット７１
５が設けられ得る。したがって、蒸発るつぼ１０４によって供給される有機材料の蒸気が
分配管１０６の壁の内側部で凝縮しない温度まで分配管１０６を加熱することができる。
【００３３】
　例えば、分配管は、基板上に堆積される材料の蒸発温度より高い、典型的に、約１℃か
ら約２０℃、より典型的には、約５℃から約２０℃、さらにより典型的には、約１０℃か
ら約１５℃の温度に保たれ得る。２つ以上の熱シールド７１７が、分配管１０６の管周囲
に設けられる。
【００３４】
　動作中、分配管１０６は、フランジユニット７０３において蒸発るつぼ１０４に接続さ
れ得る。蒸発るつぼ１０４は、蒸発される有機材料を受け入れ、且つ有機材料を蒸発させ
るように構成される。幾つかの実施形態によると、蒸発される有機材料は、ＩＴＯ、ＮＰ
Ｄ，Ａｌｑ３、キナクリドン、Ｍｇ／ＡＧ、スターバスト材料（ｓｔａｒｂｕｒｓｔ　ｍ
ａｔｅｒｉａｌ）などのうちの少なくとも１つを含み得る。図１ｂは、蒸発るつぼ１０４
のハウジングを通る断面図を示す。補充開口部が、例えば、蒸発るつぼの上部に設けられ
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ており、この補充開口部は、プラグ７２２、蓋、カバー、又は蒸発るつぼ１０４の筐体を
閉じるための同種のものを使用して閉じることができる。　　
【００３５】
　外側加熱ユニット７２５が蒸発るつぼ１０４の筐体内に設けられる。外側加熱要素は、
少なくとも蒸発るつぼ１０４の壁の一部に沿って延在し得る。本明細書に記載された他の
実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、１つ又は複数の中央加熱要素７２
６を追加的に又は代替的に設けてもよい。図１ｂは、２つの中央加熱要素７２６を示す。
幾つかの実装態様によれば、蒸発るつぼ１０４は、シールド７２７をさらに含み得る。
【００３６】
　幾つかの実施形態によれば、図１ａ及び図１ｂに関連して例示されているように、蒸発
るつぼ１０４は、分配管１０６の下側に設けられている。本明細書に記載された他の実施
形態と組み合わせ得るさらなる実施形態によれば、蒸気導管７３２を、分配管の中央部分
で、又は、分配管の下端と分配管の上端との間の別の位置で、分配管１０６に設けてもよ
い。図１ｃは、分配管１０６と、分配管の中央部分に設けられた蒸気導管７３２とを有す
る材料源の一例を示す。有機材料の蒸気は、蒸発るつぼ１０４の中で生成され、蒸気導管
７３２を通って、分配管１０６の中央部分に導かれる。蒸気は、図２ａから２ｃに関連し
て説明されたノズルであり得る複数のノズル７１２を通って、分配管１０６から出る。本
明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得るさらなる実施形態によれば、分配管１
０６の長さに沿って種々の位置で２つ以上の蒸気導管７３２が設けられ得る。蒸気導管７
３２は、１つの蒸発るつぼ１０４に接続されてもよく、又は幾つかの蒸発るつぼ１０４に
接続されてもよい。例えば、各蒸気導管７３２は、対応する蒸発るつぼ１０４を有し得る
。代替的には、蒸発るつぼ１０４は、分配管１０６に接続されている２つ以上の蒸気導管
７３２と流体連通し得る。
【００３７】
　本明細書に記載されているように、分配管は、中空シリンダであり得る。シリンダとい
う用語は、円形の底部形状、円形の上部形状、及び上部の円と下部の小さな円とを連結す
る湾曲した表面領域又は外郭を有するものとして一般に認められていると理解することが
できる。本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る、さらに追加的又は代替的
な実施形態によれば、シリンダという用語は、数学的意味において、任意の底部形状、一
致する上部形状、及び上部形状と下部形状とを連結する湾曲した表面領域又は外郭を有す
るとさらに理解することができる。したがって、シリンダは、必ずしも円形断面を有する
必要がない。代わりに、ベース面及び上部面は、円形と異なる形状を有し得る。　
【００３８】
　図４は、本明細書に記載された実施形態に係る、材料源アレンジメント又はノズルが使
用され得る堆積装置３００を示す。堆積装置３００は、真空チャンバ１１０の中のある位
置における材料源１００を含む。本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾
つかの実施形態によれば、材料源は、並進運動及び軸周囲の回転のために構成される。材
料源１００は、１つ又は複数の蒸発るつぼ１０４と、１つ又は複数の分配管１０６とを有
する。図４では、２つの蒸発るつぼと２つの分配管が示されている。分配管１０６は、支
持体１０２によって支持される。さらに、幾つかの実施形態によれば、蒸発るつぼ１０４
を支持体１０２によって支持してもよい。２つの基板１２１が、真空チャンバ１１０内に
設けられる。典型的には、基板上の層堆積のマスキングのためのマスク１３２は、基板と
材料源１００との間に設けられ得る。有機材料は、分配管１０６から蒸発する。幾つかの
実施形態によると、この材料源は、図１ａから１ｃに示す材料源アレンジメントを含み得
る。　
【００３９】
　本明細書に記載された実施形態によれば、基板は、実質的に垂直位置において有機材料
でコーティングされる。図４に示された図は、材料源１００を含む装置の上面図である。
典型的には、分配管は、蒸気分配シャワーヘッドであり、具体的には、線形の蒸気分配シ
ャワーヘッドである。分配管は、実質的に垂直に延在する線源を設ける。本明細書に記載
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された他の実施形態と組み合わせ得る、本明細書に記載された実施形態によれば、実質的
に垂直とは、特に基板の配向に対して言及する場合、垂直方向から２０度以下（例えば、
１０度以下）の偏差を許容すると理解されたい。例えば、垂直配向から幾らか偏差を有す
る基板支持体がより安定した基板位置をもたらす場合があるので、このような偏差を設け
てもよい。しかし、有機材料の堆積中の基板配向は、実質的に垂直であると見なされ、水
平な基板配向とは異なると見なされる。これにより、基板の表面は、一方の基板寸法に対
応する１つの方向に延びる線源、及び他方の基板寸法に対応する他方の方向に沿った並進
運動によって通常コーティングされる。他の実施形態によれば、堆積装置は、実質的に水
平配向された基板上に材料を堆積するための堆積装置であり得る。例えば、堆積装置の基
板コーティングは、上方向又は下方向で実行され得る。　
【００４０】
　図４は、真空チャンバ１１０内で有機材料を堆積するための堆積装置３００の実施形態
を示す。材料源１００は、例えば、真空チャンバ１１０内でトラック（例えば、ループ状
トラック又は線形ガイド３２０など）上に設けられる。トラック又は線形ガイド３２０は
、材料源１００の並進運動のために構成される。本明細書に記載された他の実施形態と組
み合わせ得る異なる実施形態によれば、並進運動のためのドライブが、真空チャンバ１１
０又はその組み合わせの中で、トラック又は線形ガイド３２０において、材料源１００に
おいて設けられ得る。図４は、例えば、ゲートバルブなどのバルブ２０５を示す。バルブ
２０５は、隣接する真空チャンバ（図４で図示せず）に対する真空密封を可能にする。バ
ルブは、真空チャンバ１１０の中への又は真空チャンバ１１０の外への基板１２１又はマ
スク１３２の搬送のために開放され得る。
【００４１】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、保守
真空チャンバ２１０などのさらなる真空チャンバが、真空チャンバ１１０に隣接するよう
に設けられる。通常、真空チャンバ１１０及び保守真空チャンバ２１０は、バルブ２０７
で連結される。バルブ２０７は、真空チャンバ１１０と保守真空チャンバ２１０との間の
真空密封を開閉するように構成される。材料源１００は、バルブ２０７が開放状態にある
間、保守真空チャンバ２１０に移送することができる。その後、バルブは、真空チャンバ
１１０と保守真空チャンバ２１０との間に真空密封を設けるよう閉じることができる。バ
ルブ２０７が閉じられた場合、真空チャンバ１１０内の真空を破壊せずに、材料源１００
の保守のために保守真空チャンバ２１０を換気且つ開放することができる。
【００４２】
　図４で示す実施形態では、２つの基板１２１が、真空チャンバ１１０内のそれぞれの搬
送トラック上で支持されている。さらに、その上にマスク１３２を設けるための２つのト
ラックが設けられる。基板１２１のコーティングは、それぞれのマスク１３２によってマ
スキングすることができる。典型的な実施形態によれば、マスク１３２、すなわち、第１
の基板１２１に対応する第１のマスク１３２と、第２の基板１２１に対応する第２のマス
ク１３２とは、マスクフレーム１３１内に設けられ、それにより、マスク１３２が所定位
置に保持される。
【００４３】
　本明細書に記載の他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、基板１２
１は、位置合わせユニット１１２に接続された基板支持体１２６によって支持され得る。
位置合わせユニット１１２は、マスク１３２に対する基板１２１の位置を調整することが
できる。図４は、基板支持体１２６が位置合わせユニット１１２に接続されている実施形
態を示す。したがって、有機材料の堆積中に基板とマスクとの間の適切な位置合わせを行
うため、基板がマスク１３２に対して移動させられる。本明細書に記載された他の実施形
態と組み合わせ得るさらなる実施形態によれば、代替的に又は追加的に、マスク１３２及
び／又はマスク１３２を保持するマスクフレーム１３１は、位置合わせユニット１１２に
接続され得る。幾つかの実施形態によれば、マスクを基板１２１に対して位置付けてもよ
く、又は、マスク１３２及び基板１２１の両方を互いに対して位置付けてもよい。基板１
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２１とマスク１３２との間の互いに対する位置を調整するように構成された位置合わせユ
ニット１１２は、堆積プロセス中のマスキングの適切な位置合わせを可能にし、高品質な
ＬＥＤディスプレイ製造又はＯＬＥＤディスプレイ製造にとって有益である。
【００４４】
　図４に示されるように、線形ガイド３２０は、材料源１００の並進運動の方向を設ける
。材料源１００の両側に、マスク１３２が設けられる。幾つかの実施形態では、マスク１
３２は、並進運動の方向に対して実質的に平行に延在し得る。さらに、材料源１００の両
側の基板１２１も並進運動の方向に実質的に平行に延在し得る。典型的な実施形態によれ
ば、基板１２１を、バルブ２０５を介して、真空チャンバ１１０の中へ及び真空チャンバ
１１０の外へ移動させることができる。堆積装置３００は、各基板１２１の搬送用の対応
する搬送トラックを含み得る。例えば、搬送トラックは、図４に示す基板位置に対して平
行に、真空チャンバ１１０の中と外へ延在し得る。
【００４５】
　典型的に、マスクフレーム１３１及びマスク１３２を支持するようにさらなるトラック
が設けられる。したがって、本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つか
の実施形態は、真空チャンバ１１０内に４つのトラックを含み得る。例えばマスク１３２
の洗浄のためにマスクのうちの１つをチャンバから外に移動させるよう、マスクフレーム
１３１及びマスクを基板１２１の搬送トラック上に移動させることができる。次いで、そ
れぞれのマスクフレームは、基板用の搬送トラック上で真空チャンバ１１０を出入りする
ことができる。真空チャンバ１１０の内外へマスクフレーム１３１用に別々の搬送トラッ
クを設けることは可能であるとしても、２つのトラック（すなわち、基板用搬送トラック
）のみが真空チャンバ１１０の内外へ延在し、さらに、適切なアクチュエータ又はロボッ
トによって、マスクフレーム１３１を基板用搬送トラックのそれぞれ１つの上に移動させ
ることができる場合、堆積装置２００の所有コストを減らすことができる。
【００４６】
　図４は、材料源１００の例示的な実施形態を示す。材料源１００は、支持体１０２を含
む。支持体１０２は、線形ガイド３２０に沿った並進運動のために構成される。支持体１
０２は、２つの蒸発るつぼ１０４、及び蒸発るつぼ１０４の上に設けられた２つの分配管
１０６を支持する。蒸発るつぼ内で生成された蒸気は、上に向かって移動し、分配管の１
つ又は複数の排出口から排出され得る。
【００４７】
　本明細書に記載された実施形態によれば、材料源は、１つ又は複数の蒸発るつぼ、及び
１つ又は複数の分配管を含み、１つ又は複数の分配管のそれぞれ１つは、１つ又は複数の
蒸発るつぼのそれぞれ１つと流体連通し得る。ＯＬＥＤデバイス製造に対する様々な応用
例には、２つ以上の有機材料が同時に蒸発する処理ステップが含まれる。したがって、図
４で示された実施例のように、２つの分配管及び対応する蒸発るつぼを、互いに隣接する
ように設けてもよい。したがって、材料源１００は、例えば、１種類より多くの有機材料
が同時に蒸発する材料源アレイと呼ばれ得ることもある。本明細書に記載されているよう
に、材料源アレイ自体は、２つ以上の有機材料のための材料源と呼ばれ得るが、例えば、
材料源アレイは、３つの材料を蒸発させて１つの基板上に堆積させるように設けられ得る
。
【００４８】
　分配管の１つ又は複数の排出口は、例えば、シャワーヘッド又は別の蒸気分配システム
において設けられ得る１つ又は複数のノズルを含み得る。本明細書に記載された分配管に
対して設けられるノズルは、図２ａから図２ｃに関連して記載されたノズルのような、本
明細書の実施形態に記載されたノズルであり得る。本明細書では、分配管は、分配管の中
の圧力が分配管の外（例えば、分配管が配置されている真空チャンバ）の圧力よりも、例
えば少なくとも１桁ほど高くなるように、開口部を有する筐体を含むと理解することがで
きる。一実施例では、分配管内の圧力は、約１０－２から１０－１ｍｂａｒの間、又は、
約１０－２から約１０－３ｍｂａｒの間であり得る。幾つかの実施形態によると、真空チ
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ャンバは、約１０－５から約１０－７ｍｂａｒの圧力を供給し得る。
【００４９】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る本明細書に記載された実施形態に
よれば、分配管の回転は、少なくとも分配管が装着されている蒸発器制御ハウジングの回
転によりもたらされ得る。追加的又は代替的に、分配管の回転は、ループ状トラックの湾
曲部分に沿って材料源を移動させることによってもたらされ得る。典型的には、蒸発るつ
ぼも蒸発器制御ハウジング上に装着される。したがって、材料源は、分配管と蒸発るつぼ
とを含み、その双方が、例えば共に回転可能に装着され得る。　　
【００５０】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、分配
管は、ノズルアレイのための受け入れ部のような、複数の開口部を有し得る。本明細書に
記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、分配管又は蒸発管
を三角形に設計してもよく、それにより、開口部又はノズルアレイをできるだけ互いに接
近させることが可能となる。例えば、２つ、３つ、又はさらにそれより多くの異なる有機
材料の共蒸発の場合、ノズルをできるだけ互いに接近させることにより、種々の有機材料
の改善された混合物の実現が可能となる。三角のような形状を有する分配管の実施例は、
図４で確認することができる。
【００５１】
　本明細書に記載された実施形態によると、分配管の排気口側（開口部を含む分配管の側
面）の幅は、断面の最大寸法の３０％以下である。これを考慮すると、分配管の開口部又
は隣接する分配管のノズルは、より短い距離で設けられ得る。距離がより短いと、互いに
隣り合って蒸発する有機材料の混合が改善される。さらに、追加的に又は代替的に、有機
材料の混合の改善とはまた別に、実質的に平行に基板に面する壁の幅を縮小させることが
できる。したがって、実質的に平行に基板に面する壁の表面領域を減少させることができ
る。このアレンジメントにより、堆積エリア内で又は堆積エリアのわずか前方で支持され
ているマスク又は基板に供給される熱負荷が低減される。　
【００５２】
　追加的に又は代替的に、材料源の三角形状という観点からすると、マスクに向かって放
射状に広がるエリアが減少する。さらに、材料源からマスクへの熱伝達を減少させるため
に金属板のスタック（例えば、最大１０枚の金属板）を設けてもよい。本明細書に記載さ
れた他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によれば、熱シールド又は金属板は
、ノズルのためのオリフィスを設けてもよく、少なくとも、源の前側、すなわち、基板に
面する側面に取り付けてもよい。　　
【００５３】
　図４に示す実施形態では、移動可能な源を有する堆積装置が提供されているが、当業者
であれば、上述の実施形態は、処理中に基板が移動する堆積装置にも適用され得ることを
理解されよう。例えば、コーティングされる基板は、静止した材料源に沿って導かれ、且
つ駆動され得る。　
【００５４】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、真空
チャンバ内で１つ、２つ、又はそれより多くの蒸発した材料を基板上に堆積するための材
料堆積アレンジメントが提供される。材料堆積アレンジメントは、基板上に堆積される第
１の材料を蒸発させるように構成された第１の材料蒸発器を含む第１の材料源を含む。第
１の材料源は、第１の分配管ハウジングを含む第１の分配管をさらに含んでおり、第１の
分配管は、第１の材料蒸発器と流体連通しており、材料源は、第１の分配管ハウジング内
に複数の第１のノズルをさらに含む。典型的に、複数の第１のノズルのうちの１つ又は複
数のノズルは、開口部の長さ及び開口部のサイズを含み、複数の第１のノズルのうちの１
つ又は複数のノズルの長さ対サイズの比率は、２：１以上である。材料堆積装置は、基板
上に堆積される第２の材料を蒸発させるように構成された第２の材料蒸発器を含む第２の
材料源を含む。第２の材料源は、第２の分配管ハウジングを含む第２の分配管をさらに含
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んでおり、第２の分配管は、第２の材料蒸発器と流体連通している。第２の材料源は、第
２の分配管ハウジング内に複数の第２のノズルをさらに含む。本明細書に記載された実施
形態によると、複数の第１のノズルのうちの第１のノズルと複数の第２のノズルのうちの
第２のノズルとの間の距離は、３０ｍｍ以下である。幾つかの実施形態によると、第１の
材料及び第２の材料は、同じ材料であり得る。　
【００５５】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得るさらなる実施形態によると、真空
チャンバ内で１つ、２つ、又はそれより多くの蒸発した材料を基板上に堆積するための材
料堆積アレンジメントが提供される。材料堆積アレンジメントは、基板上に堆積される第
１の材料を蒸発させるように構成された第１の材料蒸発器を含む第１の材料源を含む。第
１の材料源は、第１の分配管ハウジングを含む第１の分配管をさらに含んでおり、第１の
分配管は、第１の材料蒸発器と流体連通しており、さらに、第１の材料源は、第１の分配
管ハウジング内に複数の第１のノズルを含んでおり、複数の第１のノズルのうちの１つ又
は複数のノズルは、開口部の長さ及び開口部のサイズを含み、第１の分配方向を設けるよ
うに構成されている。複数の第１のノズルのうちの１つ又は複数のノズルの長さ対サイズ
の比率は、２：１以上である。材料堆積アレンジメントは、基板上に堆積される第２の材
料を蒸発させるように構成された第２の材料蒸発器を含む第２の材料源と、第２の分配管
とを含んでおり、第２の分配管は、第２の分配管ハウジングを含んでおり、第２の分配管
は、第２の材料蒸発器と流体連通している。第２の材料源は、第２の分配管ハウジング内
で複数の第２のノズルをさらに含んでおり、第２のノズルのうちの１つ又は複数は、第２
の分配方向を設けるように構成される。本明細書に記載された実施形態によると、複数の
第１のノズルのうちの１つ又は複数のノズルの第１の分配方向、及び複数の第２のノズル
のうちの１つ又は複数のノズルの第２の分配方向は、互いに対して平行に配置されるか、
又は平行配置から最大５°の偏差で配置される。幾つかの実施形態によると、第１の材料
及び第２の材料は、同じ材料であり得る。
【００５６】
　本明細書に記載された他の実施形態と組み合わせ得る幾つかの実施形態によると、真空
チャンバ内で蒸発した材料を基板上に堆積するための分配管が提供される。分配管は、分
配管ハウジング、及び分配管ハウジング内のノズルを含む。ノズルは、開口部の長さ及び
開口部のサイズを含んでおり、ノズルの長さ対サイズの比率は、２：１以上である。さら
に、ノズルは、蒸発した有機材料に対して化学的に不活性な材料を含む。一実施例では、
蒸発した有機材料は、約１５０℃から約６５０℃の温度を有し得る。
【００５７】
　本明細書に記載された実施形態は、特に、例えば、大面積基板上でのＯＬＥＤディスプ
レイ製造のための、有機材料の堆積に関する。幾つかの実施形態によれば、大面積基板、
或いは、１つ又は複数の基板を支持するキャリア、すなわち、大面積キャリアは、少なく
とも０．１７４ｍ２のサイズを有し得る。例えば、堆積装置は、約１．４ｍ２の基板（１
．１ｍ×１．３ｍ）に対応するＧＥＮ５、約４．２９ｍ２の基板（１．９５ｍ×２．２ｍ
）に対応するＧＥＮ７．５、約５．７ｍ２の基板（２．２ｍ×２．５ｍ）に対応するＧＥ
Ｎ８．５、又はさらに約８．７ｍ２の基板（２．８５ｍ×３．０５ｍ）に対応するＧＥＮ
１０の基板などの大面積基板を処理するように適合され得る。ＧＥＮ１１及びＧＥＮ１２
などのさらに次の世代及びそれに相当する基板面積を同様に実装してもよい。本明細書に
記載された他の実施形態と組み合わせ得る典型的な実施形態によれば、基板の厚さは、０
．１から１．８ｍｍであり得、この基板のための保持アレンジメントは、このような基板
の厚さに適合され得る。しかしながら、具体的には、基板の厚さは、約０．９ｍｍ以下（
０．５ｍｍ又は０，３ｍｍなど）であり得、保持アレンジメントは、このような基板の厚
さに適合される。典型的には、基板は、材料堆積に適した任意の材料から作られてもよい
。例えば、基板は、ガラス（例えば、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラスなど）、金属
、ポリマー、セラミック、複合材料、炭素繊維材料、並びに堆積プロセスによってコーテ
ィングできる任意の他の材料及び材料の組合せからなる群から選択された材料から作られ
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てもよい。
【００５８】
　本明細書に記載された実施形態によると、材料源アレンジメントを設けるための方法が
提供される。材料源アレンジメントは、上述の実施形態に関して説明される材料源アレン
ジメントであってもよく、且つ／又は、本明細書に記載された実施形態に係る堆積装置に
おいて使用され得る材料源アレンジメントであってもよい。本明細書に記載された実施形
態に係る方法４００のフロー図は、図５で確認することができる。この方法は、ブロック
４１０では、真空堆積チャンバ内で、基板上に堆積される材料を蒸発させるための材料源
を設けることを含む。幾つかの実施形態によると、設けられた材料源は、例えば、図１又
は図３に関連して説明された材料源であり得る。例えば、材料源は、有機材料を蒸発させ
るための源であり得る。一実施例では、材料源は、約１５０℃から約６５０℃、又はより
典型的には、約１００℃から約５００℃の間の蒸発温度を有する材料を蒸発させるように
適合され得る。幾つかの実施形態では、材料源は、るつぼであってもよい。　　　　　
【００５９】
　ブロック４２０では、方法４００は、材料源と分配管との間の流体連通を可能にするた
めに分配管を蒸発源に接続することを含む。幾つかの実施形態によると、分配管は、上記
の実施形態、具体的には、図１及び図３に関連して説明された実施形態において説明され
た分配管であり得る。幾つかの実施形態では、分配管は、例えば、空間を最適な方法で使
用し得る三角断面を有し得る。典型的に、分配管は、ノズルを分配管に接続するための接
続エリア又は接続部を含む。例えば、接続エリアは、図２ａから図２ｃで例示されたノズ
ルを分配管に接続するように適合され得る。　
【００６０】
　ブロック４３０は、真空堆積チャンバ内で蒸発した材料を基板に導くためのノズルを分
配管に螺合することを含む。一実施形態では、図２ａから図２ｃに関連して示され且つ説
明されたノズルは、方法４００のブロック４３０で使用され得る。幾つかの実施形態によ
ると、この方法は、上述のように、ｃｏｓ６のような形状を有する蒸気プルームを形成す
ることをさらに含み得る。幾つかの実施形態では、この方法は、一組のノズルから第２の
ノズルを選択し、第１のノズルを第２のノズルと螺合によって交換することをさらに含む
。
【００６１】
　さらに、本明細書に記載された実施形態に係る材料源アレンジメント、本明細書に記載
された実施形態に係る材料源アレンジメントを有する堆積装置、及び本明細書に記載され
た実施形態に係るノズルのうちの少なくとも１つの使用が説明される。　　　
【００６２】
　以上の説明は幾つかの実装形態を対象としているが、本開示の基本的な範囲を逸脱せず
に、他の実装形態及びさらなる実装形態を考案することができ、本開示の範囲は、添付の
特許請求の範囲によって定められる。
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